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ＣＨＥＮＦａｎｇｈａｎ
１，３，ＺＨＡＯＧｕａｎｇｙｕ

２，ＪＩＡＮＧＳｈｉｌｏｎｇ
３，ＰＥＮＧＷｅｎｄａ１

（１犓犲狔犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔狅犳犗狆狋狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮犇犲狏犻犮犲狊犪狀犱犛狔狊狋犲犿狅犳犕犻狀犻狊狋狉狔狅犳犈犱狌犮犪狋犻狅狀犪狀犱犌狌犪狀犵犱狅狀犵犘狉狅狏犻狀犮犲，

犆狅犾犾犲犵犲狅犳狅狆狋狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮犲狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，犛犺犲狀狕犺犲狀犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，犛犺犲狀狕犺犲狀，犌狌犪狀犵犱狅狀犵５１８０６０，犆犺犻狀犪）

（２犛狅狌狋犺犆犺犻狀犪犃犮犪犱犲犿狔狅犳犃犱狏犪狀犮犲犱犗狆狋狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊，犆犲狀狋犲狉犳狅狉犗狆狋犻犮狊犪狀犱犈犾犲犮狋狉狅犿犪犵狀犲狋犻犮犚犲狊犲犪狉犮犺，

犛狅狌狋犺犖狅狉犿犪犾犆犺犻狀犪犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔犆犻狋狔犆犪犿狆狌狊，犌狌犪狀犵狕犺狅狌５１０００６，犆犺犻狀犪）

（３犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔狅犳犿狅狋犻狅狀犮狅狀狋狉狅犾犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，犘犓犝犎犓犝犛犜犛犺犲狀狕犺犲狀犎狅狀犵犽狅狀犵犐狀狊狋犻狋狌狋犻狅狀，

犛犺犲狀狕犺犲狀，犌狌犪狀犵犱狅狀犵５１８０５７，犆犺犻狀犪）

犃犫狊狋狉犪犮狋：ＡｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｐｒａｃｔｉｃａｌｓｏｌｄｅｒｐａｓｔｅｐｒｉｎｔｉｎｇｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎｏｆＰＣＢ，ｄｉｇｉｔａｌｆｒｉｎｇｅｐｒｏｊｅｃｔｏｒ

ｄｅｓｉｇｎｕｓｅｄ０．４５ ＷＸＧＡＤＭＤｃｈｉｐｗａｓｐｅｒｆｏｒｍｅｄｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ．ＴｈｅｄｅｓｉｇｎａｄｏｐｔｅｄＬＥＤａｓｌｉｇｈｔ

ｓｏｕｒｃｅ，ａｎｄｃｏｍｂｉｎｅｄｗｉｔｈｌｅｎｓａｒｒａｙｆｏｒｅｖｅｎｎｅｓｓｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ．Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｒｅｄｕｃｅｔｈｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆ

ｎｏｎｕｎｉｆｏｒｍｆｒｉｎｇｅｏｎｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｃａｕｓｅｄｂｙｔｒｉａｎｇｕｌａｒｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｏｆｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ，ｄｏｕｂｌｅｔｅｌｅｃｅｎｔｒｉｃ

ｏｐｔｉｃａｌｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｗａｓｕｓｅｄｆｏｒｉｍａｇｉｎｇＤＭＤｇｅｎｅｒａｔｉｎｇｆｒｉｎｇｅｏｎｄｅｆｅｃｔｅｄｓｕｒｆａｃｅ．Ｔｈｅｍｉｎｉｍａｌ

ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎａｒｅａｏｆｐｒｏｊｅｃｔｏｒｃａｎｒｅａｃｈ１ｍｍ
２
．Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎｅｖｅｎｎｅｓｓｏｆｔｈｅ

ｄｉｇｉｔａｌｆｒｉｎｇｅｐｒｏｊｅｃｔｏｒｏｎｄｅｆｅｃｔｅｄｓｕｒｆａｃｅｉｓａｂｏｕｔ９１％，ｃｏｎｔｒａｓｔｏｆｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎｆｒｉｎｇｅｉｓｂｅｔｔｅｒｔｈａｎ０．８，

ａｎｄｋｅｅｐｔｈｅｆｒｉｎｇｅｐｉｔｃｈｕｎｉｆｏｒｍ．Ｏｐｔｉｃａｌｐｒｏｊｅｃｔｏｒｄｅｓｉｇｎｅｄｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒｐｒｏｖｉｄｅｓｇｕａｒａｎｔｅｅｆｏｒ

ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎａｎｄｆｏｌｌｏｗｉｎｇｆｒｉｎｇｅａｎａｌｙｓｉｓ．

犓犲狔狑狅狉犱狊：Ｏｐｔｉｃａｌｐｒｏｊｅｃｔｏｒ；Ｓｕｒｆａｃｅｄｅｆｅｃｔ；ＬＥＤｌｉｇｈｔｉｎｇ；Ｄｉｇｉｔａｌｆｒｉｎｇｅｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ；ＤｉｇｉｔａｌＭｉｃｒｏ

ＭｉｒｒｏｒＤｅｖｉｃｅ（ＤＭＤ）；Ｄｏｕｂｌｅｔｅｌｅｃｅｎｔｒｉｃｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

犗犆犐犛犆狅犱犲狊：２２０．４８３０；１５０．３０４０；１５０．０１５５；１５０．２９５０；１２０．４６３０
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ＩｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎｅｖｅｎｎｅｓｓｏｎＤＭＤ ０．９００
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